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자료조사,
기초실험

프로젝트 개념 
또는 아이디어

개발

기술개념
검증

프로토타입
개발

유사환경
시작품

제작/평가

상용모델
개발 및 최적화

파일럿
현장실증

상용데모
양산 및

초기시장 진입
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고객/시장 

나노 소재의 물성 측정

기존 기술의 한계 또는 문제점

• �인장시험은 재료의 크기가 작아짐에 따라 하중 분해능, 시편제작, 시편 다루는 과정(handling) 및 시편 고정(gripping)등에 문제가 생겨 

정확한 실험을 하기가 힘듦

• �종래에 나노/마이크로 인장실험을 사용하면 인장 시편을 정밀하게 가공하여 자유지지 형태로 형성해야하나, 두께가 100nm 이하일 경우 

자유지지 박막 시편을 만들기가 매우 어려움

• �얇은 박막 시편을 형성해도 측정 시 시편이 부서지거나 파괴 현상이 일어나 측정을 하기가 매우 힘듦

기술이 가져다주는 명백한 혜택  

• �나노 스케일 박막의 강도, 탄성 등 기계적 물성 인장 측정함

• �기존의 강도 시험법으로 측정이 어려운 초박막의 기계적 물성을 측정하여 금속 박막을 이용한 전자 제품의 신뢰성 평가에 중요한 지침임

기술의 차별성  

• �나노 스케일 Au 자유지지 인장 시편을 물 위에 띄어 놓고 시편 손상없이 기계적 물성 측정함

• �50nm 두께의 Au 박막의 기계적 특성을 정확히 평가하기 위하여, 자유지지 Au 박막을 형성한 시편을  물위에 띄운 뒤에 평가하는 특수한 

평가 시스템 제작이 필요함

• �물위에 있는 자유지지 박막을 인장 시험하기 위한 지그를 PDMS로 형성하여, PDMS의 접착력으로 자유지지 Au 박막을 고정하는 지그를 

고안하여 실험을 진행함 

기술 우수성 입증 근거  

• �자유지지형 나노박막을 부상액 위에 띄워 자유지지 박막의 형태를 유지한 후 별도로 제작된 지그를 사용하여 100nm 두께 이하의 시편에 

대한 자유지지형 나노박막의 인장 특성을 측정함

<나노사이즈 인장 시편의 변형률을 측정할 수 있는 DIC 시스템>

지식재산권 현황  

• 자유지지형 나노박막의 기계적 특성 측정 장치 및 방법(KR1388005)

• 자유지지형 나노박막의 물성 시험 장치 및 방법(KR1409812)

자유지지형 나노박막의 기계적 특성 측정 장치
박막의 시편 제작 및 시편 고정이 용이한 자유 지지형

나노박막 시편의 기계적 특성 측정장치

Load cell part
Displacem ent

PDMS coated grips
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